
ПРОГРАММА КУРСА
«ПЛАЗМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

I.   ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

• Процессы в газоразрядной плазме
Возбуждение, диссоциация, ионизация, 
рекомбинация

• Процессы на поверхности
Эмиссионные процессы. Термо- и
автоэмиссия. 
Вторичная эмиссия.
Адсорбция и десорбция. Внедрение и
отражение. Распыление. 
Поверхностная ионизация.

• Газовые разряды
Тлеющий разряд.
Разряды в магнитном поле.
Дуга с горячим катодом. Вакуумные дуги.
Дуга высокого давления
ВЧ и СВЧ разряды
Формирование пучков заряженных
частиц

• II. МЕТОДЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

• Газоразрядные устройства
Плазменные реакторы.
Электродуговые, ВЧ и СВЧ плазмотроны. 
Плазменные пушки и плазменные ускорители. 
Ионные источники

• Вакуумно-плазменные технологии
Модификация поверхности.
Низкоэнергетичная имплантация
Нанесение покрытий и пленок. 
Планарные технологии микроэлектроники.

• Высокотемпературные технологии
Обработка материалов. Электрометаллургия
Плазмохимия.

• Диагностика поверхности.
Электронная микроскопия. Растровый
микроскоп. Оже-спектроскопия. 
Ионная микроскопия, ВИМС



Что такое плазменные технологии



Применения плазмы



Основные направления ПТ



Преимущества ПТ



Каталитическое действие «плазмы» на
скорость травления кремния

Coburn and Winters, 1979



Ion-assisted etching



Сравнительные характеристики пленок, 
полученных вакуумным напылением, распылением и ion plating



Основные типы ВП технологий





Пример использования ПТ при
производстве полевого транзистора



Процессы в низкотемпературной плазме



Электронные процессы в Н2





Рассеяние ионов



Ионизация



Сечения возбуждения



Столкновения с молекулами



Сечения столкновений электронов с Н2



Рекомбинация
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